MICROSCOPIE ELECTRONIQUE
A BALAYAGE (MEB)
ET MICROANALYSE (EDS-X ou EDX)

REF. FO MICR MEB - 2 jours (14 heures)

OBJECTIFS : Acquérir les éléments de base de I'emploi d’'un microscope
électronique a balayage (MEB) dans I'analyse morphologique et chimique des
échantillons solides.

Sessions cette PROGRAMME

annee:
Partie théorique

Inter a la carte * Interactions faisceau électronique — matiére
*Les éléments du microscope électronique a balayage
*L'émission électronique, la formation du faisceau

Public_ 3 d’électrons
.Tec'hn.|C|ens, *Les différents détecteurs d’électrons et de photons
Ingenieurs * Constitution d’une image électronique

*Microanalyse EDS-X ou EDX : analyse qualitative &
guantitative, calculs, limites

*L'imagerie élémentaire (Cartographie X)

Travaux Dirigés

*Simulations de spectres etdes trajectoires électroniques
Partie pratique

* Découverte commentée du microscopie électronique a
balayage : canon, détecteurs, utilisation

Pratiqgue du fonctionnement du microscope électronique a
balayage

*Imagerie en électrons secondaires et rétrodiffusés
*Recherche et caractérisation de phases ; appareillage,
spectres, analyse qualitative

* Analyses semi-quantitatives et quantitatives

* Analyses quantitatives

* Cartographies élémentaires et spectrales

*Traitement des données

Prix et dates : Problemes relatifs aux études de cas des stagiaires
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